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KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

studia stacjonarne: M#2-S1-MiBM-TLiP-509

studia niestacjonarne: M#2-N1-MiBM-TLiP-606

Nazwa przedmiotu

Promieniowanie swietlne

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim

Optical Radiation

Obowigzuje od roku akademickiego

2024/2025

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow Mechanika i Budowa Maszyn
Poziom ksztalcenia | stopien
Profil studiow ogolnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres Technologie Laserowe i Plazmowe

Jednostka prowadzgca przedmiot

Katedra Eksploatacji, Technologii Laserowych i Nano-

technologii
Koordynator przedmiotu dr hab. inz. Bogustaw Grabas, prof. PSk
Zatwierdzit dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PSk, Dziekan WMiBM

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot specjalnosciowy

Usytuowanie w planie

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zajeé Polski
studia stacjonarne Semestr V

studiow - semestr

studia niestacjonarne | Semestr VI

Wymagania wstepne

T TSRS B D e ey Frajekt . Dostosowanie ksztaflcena w Poditechnice X x x

Palitechnika Swielakrayska : ey i - . Whidzind Mechatronik

fielce University of Technohogy Swigtokrzyskief do potrreb wspdtczesnef gospodarki WM | | by Masavr
nr FERS.01,05:1P.08-0234/23




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Rozwoju Spotecznego - Polska Unle Europejska

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw

ECTS 3

Formaprowadzenia zaje¢ wyktad ¢wiczenia Iab?‘::to" projekt inne
studia 15 15 15
Liczba godzin stacjonarne:
w semestrze studia 0 0 0
niestacjonarne:

EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektéw
efektu .
kierunkowych
WOl P03|alda.podst.avv’ov§/q wiedze o wlasciwosciach MIBM1_W02
promieniowania swietlnego
Posiada podstawowg wiedze o budowie oka, widzeniu i MiBM1_W06
W02 | zasadach prawidlowego oswietlenia oraz typach
i MiBM1_W17
Wiedza soczewek wykorzystywanych w konstrukcji maszyn —
Zna zjawiska fizyczne zachodzgce przy oddziatywaniu
impulséw laserowych z powierzchniami materiatéw, MiBM1_W02
W03 | Posiada podstawowg wiedze na temat wtasciwosci i _
zrédet promieniowania laserowego oraz zagrozen MiBM1_W07
zwigzanych ze stosowaniem laseréw.
uo1 Potrafi zmierzy¢ moc zrédta promieniowania MiBM1 U11
U02 Potrafi okresli¢ natezenie oswietlenia w okreslonym MiBM1_U10
obszarze MiBM1 U11
U03 Potrafi dobra¢ odpowiednig soczewke do planowanego MiBM1_U10
zastosowania projektowanej maszyny. i
Umiejetnosci prel ) yny MiBM1_U11
U04 Potrafi wyzn.aczyc. d{qgosc fali sw.l.etlnej z MIBM1_U11
wykorzystaniem zjawiska dyfrakciji.
Umie stosowac zasady bezpieczenstwa pracy z .
U05 urzgdzeniami laserowymi i potrafi zidentyfikowaé MiBM1_U11
Zjawiska z nimi zwigzane tj. dyfrakcje i interferencje MiBM1 U17
promieniowania laserowego -
Kompetencje JesF gO’[OV\{ dp .krytycznej ocepy p95|adanej vyledzy or“az .
K01 koniecznosci ciggtego pozyskiwania nowych informacji z MiBM1_KO01
spoteczne oo N
dziedziny mechaniki i budowy maszyn.
Palitachivika Swislakriveka Frajekt . Dostosowanie ksztaflcena w Poditechnice Whdzial Mechatranik
higlce Univarsiy of Techrobogy Swigtokrzyskie| do potrzeb wspdfczesnej gospodarki® WM™ | W Mgy

nr FERS.01,05:1P.08-0234/23




Fundusze Europejskie
dla Rozwaju Spotecznego

Rzeczpospolita

- Polska

Dofinansowane przez
Unie Europejska

TRESCI PROGRAMOWE

Forma o
. . Tresci programowe
zajeé
Promieniowanie swietine — podziat i wtasciwosci. Budowa oka i widzenie, soczewki.
wykiad Fotometria. Oddziatywanie promieniowania optycznego na organizmy i materiaty.
y Optyka falowa — interferencja, dyfrakcja, polaryzacja. Zatamanie i odbicie Swiatfa.
Zwierciadio ptaskie i kuliste, swiattowody. Promieniowanie laserowe.
Zatamanie i odbicie swiatta. Rozszczepienie Swiatlta. Zwierciadto ptaskie i kuliste.
¢éwiczenia Soczewka skupiajgca. Soczewka rozpraszajgca. Optyka falowa -—interferencja,

dyfrakcja, polaryzacja.

Wyznaczenie dlugos¢ fali Swietlnej z wykorzystaniem zjawiska dyfrakcji Swiatla.
Badanie wigzki promieniowania laseréw. Pomiar natezenia oswietlenia.
Oddziatywanie wigzki promieniowania laserowego na materie. Przyjecie sprawozdan.

laboratorium

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
Symbol

efektu

Egzamin
ustny

Egzamin
pisemny

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

wWo1

wo2

W03

uo1

x| X| X| X| X

uo2

uo3

uo4

uos X

K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma . . - .
. Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. . Uzyskanie co najmniej 50% punktéw 2z kolokwium
wyktad zaliczenie z oceng ; . . : . o
zaliczeniowego w formie testu pisemnego na koniec zajecé.
éwiczenia zaliczenie z oceng Uzyskanie minimum 50% punktéw ze Sredniej arytmetycznej
ocen z zadan realizowanych w trakcie zajec.

Projekt . Dostosowanie ksztafcenia w Politechnice
Swigtokrzyskief do potrzeb wspdiczesnej gospodarki”
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fydzind Mechatronik

WHIBM | e

Palitechiika Swietakravska
taglce Univarsidy of Techmohogy
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laboratorium

zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢. Ocena koncowa
jest Srednig arytmetyczng.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Obciazenie studenta Jeﬁ(?s
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem Wic|LPISIW|CIL|P|S h
" | studiow 15| 15 | 15 9 9]°

2. | Inne (konsultacje, egzamin) 21212 2 1212 h
Razem przy bezposrednim udziale

& nauczyciela akademickiego 51 33 .
Liczba punktéw ECTS, ktorg student

4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2 1,3 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy

5. studenta 24 42 h
Liczba punktéw ECTS, ktéra student

6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 1 1,7 ECTS
pracy
Naklad pracy zwigzany z zajeciami

0 o charakterze praktycznym 50 50 .
Liczba punktéw ECTS, ktéorg student

8. | uzyskujew ramach zaje¢ o 2 2 ECTS
charakterze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca

9. studenta 75 75 h

10. Punkty ECTS za n'10du.% N 3 ECTS
1 punkt ECTS=25 godZzin obcigzenia studenta

LITERATURA
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. Wiliam Steen, Laser Material Processing,

2. Jan Kusinski, Lasery | ich zastosowania w inzynierii materiatowej, Wydawnictwo Naukowe ,Akapit”
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Palifechiika Swielakravska
rielce University of Techmohogy

Krakéw 2000

Material Processing, Chapman and Hall/CRC, London, 2001.

Projekt . Dostosowanie ksztafcenia w Politechnice
Swigtokrzyskief do potrzeb wspdiczesnej gospodarki”
nr FERS.01,05:1P.08-0234/23
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. Feynman Richard P., Leighton Robert B., MatthewSands Feynmana wyktady z fizyki
. EugeneHecht Optyka
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. J. M. Dowden, The Mathematical of Thermal Modeling — Anintroducion to the Theory of Laser




